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シンプルでコンパクトかつフレキシブルな、 Fenar X ゲージイ
ングシステムは、 切欠きの無い偏芯シャフト径用のオービット研
削盤上における各種アプリケーションに対応する事が可能です。 
Fenar X の追従システムにより、300rpm以下の回転速度にて、偏
芯動作する径の連続モニタリングをします。その信頼性及び強靭さ
と高精度は、小型偏芯ワーク研削に適しています。

偏芯シャフト径用 インプロセス測定システム

Fenar X

主な特徴
• コンパクト　
• 広い測定範囲　
• 高精度　
• 高い柔軟性
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仕様および外形図

技術仕様

Fenar X のアプリケーション範囲
　直線性 ±2000 μm (.08")
　感度誤差 ±6%
　繰り返し精度
　　　メカ部の分解能が　　　　　
　　　　0.1 μm (.000004”)の場合

≤0.8 μm (.00003")

温度ドリフト ≤0.3 μm/°C (.000007"/°F)
最大回転速度 300 rpm

測定可能径 12～40 mm (.47"～1.58")
最大ストローク　 21 mm (.79")
ワーク面　 切欠きなし

79*
(3.11")

108*
(4.25")

207*
(8.15")

13
0

(5
.1

2"
)

70
(2.76")

2,
5

(.1
0"

)

12 (.4
7"

)

16
6.

5
(6

.5
6"

)

44
(1.73")

(*) = 概寸　実際のアプリケーションにより異なります

スナップゲージ部のアプリケーション範囲

作動範囲 25 mm (.98")
一個のスナップゲージにて作動範囲内
のメインジャーナルとピンジャーナル 
を測定します、研削するそれぞれの径
のマスターにて自動的にゼロセットを
します。

分解能
1 μm (.00004")

測定範囲
1000 μm (.04")

作動範囲 12,5 mm (.49")
双頭砥石仕様の研削盤にて作動範囲内
のメインジャーナルとピンジャーナルを
専用のスナップゲージにて測定します。
研削するそれぞれの径のマスターにて
自動的にゼロセットをします。

分解能 
0,1 μm (.000004")

測定範囲
500 μm (.02")

各国の住所一覧は、Marposs の公式ウェブサイトをご参照下さい。 
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